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Avance

* Se encontré una variacion en la respuesta de los
sensores atribuidas a la exportacidon e impresion de los
mismos.

e Evaluarel comportamientodel los LIG al variarel lente
de altaresoluciény el de 2.0.

* Se evaludé el comportamientodel los LIG al variar el
grosor del filamento.

* Se comenzo con la estandarizacion de un método para
imprimir en modo vectorial.
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Variacionen la fabricacion del LIG,
debido a la exportacidon de datos.

Impresion de LIG con longitudes diferentes.
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LIG: Lente alta resoluciéon HPDFO P: 12 % V: 15 %
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LIG: Lente alta resolucionP: 12 % V: 15 %

100*NR

_ Respuesta del LIG frente a N,O []
Respuesta del LIG frente a Aire
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100*NR vs potencial (V) ventana de potencial de 0.5 - 4.0V a una velocidad de barrido 0.0013 V s~1.
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Lente HPDFO Lente 2.0
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LIG que se venian
Parametros iniciales obteniendo en el 2022
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LIG: Lente 2.0 P: 12 % V: 15 % grosor filamento: 0.25 mm
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LIG: Lente 2.0 P: 12 % V: 15 % grosor filamento: 0.15 mm
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Impresion modo raster

HPDFO

2.0 LENS

—a ll —a— focal spot 0.001" (0.03 mm)

—a B —a— focal spot 0.005" (0.13 mm)
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LIG: Lente 2.0 P: 12 % V: 15 %
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LIG: Lente 2.0 P: 12 % V: 15 % grosor 0.00 mm
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Modo vectorial

PPI 500
i i 1,2
0.5 Velocidad 2%
! Potencia 2% ”
0,4 - Lente 2.0 ’
vd 0,8
Z 03- <
S 5
— 3 0,6 -
0,2
0,4
0,14 024
0.0 r . B 2 2 - 5 ; 0,0 — T e
' ' ' ' ' ' ' ' ' 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45
Potencial/V

Potencial/V

Respuesta del LIG frente a N,O concentrado, fabricado en modo vectorial, 100*NR vs potencial (V) ventana
de potencialde 0,5 - 4.0 V a una velocidad de barrido 0.0013 V s™1.

Nanosensores O BTN ) oo




Plan a futuro

* Serecomienda que al modificar parametros en la impresora los usuarios regresen a
la configuracioninicial, en lo posible generar una agenda de uso para el equipo
donde se pueda verificar quien lo utilizo y cambios se realizaron. (Formato de uso)

* Se proponeterminar el trabajoque se ha venidorealizando con fines de publicacidn.
( curva de calibracidon, medicién con diferentes gases, ensayo de durabilidady
estabilidad ydemas caracterizaciones.)

e Estandarizaren modo vectorial el LIG que pueda obtener mejor reproducibilidad en
su fabricacion.
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